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轻松更换控制器
IMS���� 控制器易于更换 - 无需拆卸传感器
或重新校准。

实现纳米级精度的
最大信号稳定性
米铱公司的干涉仪能够提供精确稳定
的测量值，从而实现精确的过程控制。

德国米铱公司推出的创新型白光干涉仪在高精度距离和厚度测量
领域树立了新的行业基准。这些传感器能够实现亚纳米级别的稳
定测量结果，同时还具备相对较大的测量范围和偏移距离。

我们的白光干涉仪与采用多色激光干涉仪的工作原理不同。其集
成光源使用宽波段光谱，而非特定波长。这意味着在评估接收波
长的叠加情况时，可获取的信息量大幅增加。

这为测量带来了以下优势：
 ▪  即使是移动目标，也能实现高精度的绝对测量  

 
▪

 
应用范围广泛：可用于距离测量、多层多峰测量以及薄层厚度测量

 
 

▪ 在工业、机械制造、实验室以及半导体行业和真空环境中，均能实现
信号稳定性的最大化

 

不依赖距离的厚度测量
IMS����-TH 系统可提供总厚度达 �.� mm
的单层厚度值。目标物体可在操作范围内
自由移动。

无与伦比的精度
IMS����-DS 和 IMS����-DS 系统用于绝对距离
测量。它们能提供高度精确的测量值，这为距离
控制以及移动物体的轮廓测量带来了显著优势。

高精度白光干涉仪
interferoMETER
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系统类型 功能 分辨率 页码

interferoMETER  IMS����-DS 用于纳米级分辨率
的绝对距离测量

距离

DS
多峰值 /  
层厚度

< � nm �� - ��
�� - ��

interferoMETER  IMS����-DS 用于亚纳米级分辨率的
绝对距离测量

距离

DS

多峰值 /  
层厚度

< �� pm �� - ��

interferoMETER  IMS����-TH 用于纳米级分辨率的
稳定厚度测量

厚度

TH

多峰

< � nm �� - ��

interferoMETER  IMS����-TH 用于在线过程中稳定的
晶圆厚度测量

厚度

TH
多峰

< � nm �� - ��

概览
interferoMETER

基本信息 页码

工业系列应用中无与伦比的精度 � - �

可能的应用 - 为每一种应用找到最合适的系统�       �

应用示例 � - �

连接选项 / 附件 页码

连接方式 �� - ��

可选附件 �� - ��
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绝对测量实现无与伦比的精度

米铱公司的白光干涉仪可提供绝对测量值，而普通的激光干涉仪则基于相对测量原理。IMS 白光
干涉仪无需预先调试即可实现稳定且绝对的测量，尤其适用于存在台阶、孔洞、虚假反射或结构
化表面等因素而导致的的信号中断场景。例如，在信号中断后，用户可直接从该干涉仪获取测量
值，而激光干涉仪必须重新调校。因此，利用 IMS 白光干涉仪能够可靠且高精度地生成动态测量
对象的距离轮廓。

传统的激光干涉仪  
需要提前校准参考，信号中断后位置
信息丢失

 

绝对测量的优势

距离
 ▪  无需参考的绝对距离测量

 
▪ 台阶测量中实现信号零中断

测量模式

多峰距离测量
 ▪  可测量透明物体多达 �� 个距离值

 
▪

 
计算和输出厚度值

高精度厚度测量
 ▪  透明材料的高精度厚度测量，
即使针对运动的物体

 

 

▪ 厚度值的输出

多层厚度测量
 ▪  多峰厚度测量（MP），
最多可测量 � 层  

 
▪ 厚度值的输出

DS
DS

TH
TH

白光干涉仪
无需校准参考，信号中断前后均可输出
绝对测量值

距离测量 厚度测量  

�



测量图表

厚度测量材料表预设功能，操作简单

用户友好的网页界面
易于操作
所有配置均通过直观的网页界面即可完成，无需额外软件。
该网页界面通过以太网连接访问，支持对平均值、测量频率
或预设参数进行简易设置。此外，界面内针对厚度测量还提
供了可编辑的材料表。

玻璃

针对多种表面实现快速测量

镜片薄膜 / 涂层金属

精确稳定，可达到纳米级精度
 ▪  具备大偏移距离与测量范围的同时，实现最高可能的精度 

 
▪

 
微小光斑精准检测半导体和微型电子元件上的微观结构

 

 

▪ 真空兼容传感器，是半导体工业的理想选择

结构化晶圆轮廓

IMS����-DS 可提供最高精度的距离测量。
其绝对测量还能实现对移动物体的轮廓检测。

�� pm 分辨率
� µm 横向分辨率
±�� nm 线性度

�



现场简单集成
 ▪ 组件可互换，实现灵活集成
 ▪ 快速高效的现场服务
 ▪ 米铱公司技术人员可在生产线上更换光源
 ▪  同型号传感器更换（适用于 IMS����）：
无需将传感器返厂拆卸或重新校准

 

 ▪  客户可自行完成同类型线缆的长度调整与更换操作：
无需将整套系统寄回处理

 

工业系列应用中无与伦比的精度

获得专利的指示激光可精确显示测量点
 ▪ 采用专利指示激光实现测量位置的可视化
 ▪  除了测量位置外，指示激光还提供距离反馈：  
测量对象处于测量范围内时：指示激光持续点亮  
测量对象处于测量范围外时：指示激光闪烁警示

专利技术

应用领域广泛
 ▪  适用于工业测量任务的坚固紧凑型传感器
 ▪ 用于半导体行业的 UHV 传感器
 ▪  控制器设备：  
- 金属外壳  
- DIN 导轨（可轻松安装在控制柜中）
 ▪  主动温度补偿与被动冷却技术确保测量结果的高度稳定

ø�� mm

UHV 真空

由于其坚固的设计，干涉仪还可用于
工业环境，例如塑料薄膜的高精度厚度监测。

防护等级 IP��
或

�



针对每一种应用而量身打造适配的系统

interferoMETER ����-DS

interferoMETER ����-TH interferoMETER ����

 ▪  纳米级分辨率的绝对干涉仪，用于距离测量

 
▪

 
紧凑且坚固的传感器：
径向或轴向光束路径传感器，真空兼容传感器 

▪ 可输出 �� 个距离值的多峰值距离测量及厚度计算功能
 

 ▪  亚微米级精度的绝对干涉仪，用于厚度测量  

 
▪

 
紧凑且坚固的传感器，同样适用于真空应用

 
▪ 多达 � 层的多峰厚度测量

 ▪  用于测量掺杂和未掺杂晶片厚度的绝对干涉仪  
 ▪ 多达 � 层的多峰厚度测量
 ▪ 防护等级 IP��
 ▪ 紧凑而坚固的传感器

DS
DS

DS
DS

TH
TH

TH
TH

interferoMETER ����-DS  
 ▪  亚纳米级分辨率的绝对干涉仪，用于距离测量  

 
▪

 
紧凑且坚固的传感器：
径向或轴向光束路径传感器，真空兼容传感器 

▪ 可输出 �� 个距离值的多峰值距离测量及厚度计算功能
 

模拟量 RS��� 以太网

每台干涉仪均配有单独的校准报告，
用以记录所达到的精度数据。

nm

�

interferoMETER 控制器可与多种传感器组合使用。传感器与控制器在
出厂时已完成匹配与校准。这一设计使该系统能够在包括洁净室和真
空环境在内的多种条件下，实现纳米级精度的定位任务、距离测量以
及层厚测量。



晶圆倾斜测量
白光干涉仪用于在晶圆进料过程中测量其倾斜角度。该干涉仪可提
供亚纳米级分辨率的绝对距离值。此种测量方式可确保晶圆在拾取
和移除过程中实现尽可能高的位置精度。

传感器: interferoMETER IMS����-DS��/VAC

塑料薄膜的厚度测量
IMS����-TH 白光干涉仪用于薄膜的在线厚度监测。即使薄膜发生
振动，该干涉仪也能以高测量频率实现亚微米级精度的厚度值检测。

传感器: interferoMETER IMS����-TH��

贴合精密玻璃时的位置测量
除了单峰距离测量外，白光干涉仪还可用于多峰距离测量。这意味
着，距离值和计算得出的厚度值都可被用于以最高精度控制定位任
务。  

传感器: interferoMETER IMS����MP-DS��

显示玻璃的多层厚度测量
IMS����-TH 白光干涉仪凭借其高测量稳定性，在显示玻璃的在线
厚度测量中表现卓越。通过多峰厚度测量，该设备最多可同时测量
 � 层玻璃或气隙的厚度。

传感器: interferoMETER IMS����MP-TH��

应用
interferoMETER

�



光掩模定位检查
白光干涉仪用于光掩模的对准。干涉仪可提供亚纳米级精度的绝对
测量值，实现掩模的高精度定位，且支持真空环境中应用。

传感器: interferoMETER IMS����MP-DS��/VAC

透明层的高精度厚度测量
IMS����-TH 白光干涉仪用于检测涂层的厚度。由于工作范围大，
无需进行精确的 z 轴定位。涂层厚度值以微米级精度 被快速检出，
且测量频率高。

传感器: interferoMETER IMS����MP-TH��

电极涂层的厚度测量
两个相对的白光干涉仪采用差分厚度法测量涂层电极的厚度。在
彼此相对恒定的距离处，两个传感器分别检测自身到膜层的距离
。白光干涉仪可实现纳米级的测量分辨率。所测得的厚度值用于
控制涂层的应用和保障产品质量。

传感器: interferoMETER IMS����-DS��

研磨过程中的精确厚度测量
在晶圆制造中，将单晶硅锭切割成约为 � 毫米的薄片，再经研磨与
抛光以达到所需的厚度和表面光洁度。为实现高工艺稳定性，会在
研磨机和抛光机中使用干涉仪进行在线厚度测量。该传感器设计紧
凑，可集成于狭小的安装空间。厚度值用于设备控制及晶圆的质量
控制。

传感器: interferoMETER IMS����-TH��

�

��
�,
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台阶轮廓的绝对测量
由于采用了绝对厚度测量技术，可以检测到具有高信号
稳定性和亚纳米分辨率的台阶轮廓。

多峰值距离测量
通过多峰距离测量，最多可以评估 �� 个距离值。基于
此功能，可以确定玻璃与掩模之间的距离。

ø�� mm

传感器体积小巧，
可集成到受限空间中。��

�,
�

在 �.� mm 的测量范围内
可获取 �� 个距离值

DS
DS

��

纳米级分辨率的绝对距离测量
IMS����-DS 白光干涉仪开启了工业领域测距的新视角。其控制器
具有智能评估功能，可在相对较大的工作距离内进行纳米级分辨率
的绝对测量。与其他绝对测量的光学系统相比，IMS����-DS 在精
度、测量范围和工作距离方面提供了无与伦比的组合优势。

小光斑用于最小细节和结构
传感器在整个测量范围内产生一个小光斑。在测量范围的中段，光

斑直径仅为 �� µm，因此可以检测到极小的细节，例如半导体和微
型电子元件上的结构。 

台阶轮廓的绝对测量
与基于相对测量的干涉仪不同，IMS����-DS 还可以测量台阶轮廓。
得益于绝对测量技术，扫描过程中具备极高的信号稳定性和精度。
因此，在测量移动物体时，可以可靠地检测到台阶和凹陷区域的高
度差异。

纳米级分辨率的绝对距离测量
interferoMETER ����-DS

 纳米级分辨率的绝对测量nm

紧凑且坚固的传感器，偏移距离大

测量频率高达 � kHz，适用于高速测量

以太网 / EtherCAT / RS��� /
 PROFINET / EtherNet/IP

具有被动冷却功能的坚固控制器

通过网页界面轻松配置

灵活的工业集成



��

控制器

型号 IMS����-DS IMS����MP-DS

分辨率 [�] < � nm

测量频率 从 ��� Hz 至 � kHz 连续可调

线性度 [�] < ±�� nm 首个距离 < ±�� nm；
后续每个距离 < ±��� nm

 

温度稳定性 温度补偿，在 +�� ... +�� °C 的范围内，稳定性 < �� ppm

多峰值测量 - 多达 �� 层

光源 NIR-SLED，约 ��� nm 的窄波带；指示激光器：激光 LED，波长 ��� nm

激光等级 � 级，符合标准 DIN EN �����-�: ����-��；指示激光器： � 级，功率 (< �.� mW)

电源电压 �� VDC ±�� %

功耗 约 �� W（�� V） 

信号输入 同步输入，触发输入，� 个编码器（A+，A-，B+，B-，零位信号）

数字接口 以太网 / EtherCAT / RS��� / PROFINET [�] / EtherNet/IP [�]

模拟输出 �…�� mA / �…�� V（�� 位 D/A 转换器）

开关量输出 错误 � 输出，错误 � 输出

数字输出 同步输出

连接

光路 通过 E���� 插座（控制器端）的可插拔光纤；电缆长度见附件；弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm 

电路
� 针供电端子排；编码器连接（�� 针，HD-sub 插座，最大电缆长度 � m，外部供电编码器可达 �� m）；

RS��� 连接插座（� 针，Sub-D，最大电缆长度 �� m）；� 针输出端子排（最大电缆长度 �� m）；
�� 针 I/O 端子排（最大电缆长度 �� m）；用于以太网（输出）/ EtherCAT（输入 / 输出）的 RJ�� 插座（最大电缆长度 ��� m）

安装 独立式，DIN 导轨安装

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +�� ... +��  °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 冲击 / 次

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / ��… ��� Hz 在 XY 轴, �� 循环/周期

防护等级  
(DIN EN �����) IP��

材料 铝外壳，被动冷却

控制和显示单元
多功能按键：两种可调功能，长按 �� 秒后恢复出厂设置；

用于设置的网页界面：可选预设、自由选择平均值、数据缩减、设置管理；
� 个彩色 LED 指示灯，分别用于显示强度、范围、SLED、指示激光、状态和电源；指示激光：可用于辅助传感器准直

 

[�]  所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。测量频率为 �.� kHz，采用 �� 点移动平均算法，
在测量范围中段对薄玻璃板的正反面进行差分测量（� sigma）。

 

[�] 在整个测量范围内，以 ND 滤光片的前表面为测量对象，测得与参考系统的最大偏差。
[�] 通过接口模块进行可选连接（见附件）。

��
�,

�



DS
DS

台阶轮廓的绝对测量
由于采用了绝对厚度测量技术，可以检测到具有高信号
稳定性和亚纳米分辨率的台阶轮廓。

ø�� mm

传感器体积小巧，
可集成到受限空间中。

多峰值距离测量
通过多峰距离测量，最多可以评估 �� 个距离值。
基于此功能，可以确定玻璃与掩模之间的距离。

��
�,

�

在 �.� mm 的测量范围内
可获取 �� 个距离值

��

亚纳米分辨率的绝对距离测量
interferoMETER ����

专为洁净室和真空环境中的
高分辨率距离测量而设计

 

IMS����-DS 白光干涉仪用于实现最高精度的距离测量。该控制器
提供具备智能评估功能的特殊校准，可实现亚纳米级分辨率的绝对
测量。干涉仪适用于对精度要求极高的测量任务，例如电子和半导
体生产。针对真空应用，米铱公司可提供特殊的传感器、电缆和真
空插件。这些传感器和电缆具有极高的无颗粒特性，甚至可用于超
高真空环境（UHV）。

亚纳米精度的距离测量  
<�nm

分辨率 < �� 皮米

绝对测量，适用于台阶轮廓  

紧凑且坚固的传感器，偏移距离大 

测量频率高达 � kHz，适用于高速测量

以太网 / EtherCAT / RS��� / 
PROFINET / EtherNet/IP

灵活的工业集成

具有大测量范围和偏移距离的
绝对距离测量

 

IMS����-DS 系统用于高精度的位移和距离测量。该系统可提供绝对测
量值，因此也可用于台阶轮廓的距离测量。由于采用了绝对测量技术，
采样过程无需担心信号丢失。在测量移动物体时，可以可靠地检测到台
阶和凹陷的高度差异。该测量系统在测量范围具有较大偏移距离的情况
下，仍可提供亚纳米级分辨率。

多峰值距离测量
在对透明物体进行多峰距离测量时，最多可评估 �� 个距离值。例如，
可测定玻璃和掩膜之间的距离。若需进一步处理，控制器可根据这些
峰值信号计算出玻璃的厚度。



��

控制器

型号 IMS����-DS IMS����MP-DS

分辨率 [�] < �� pm

测量频率 从 ��� Hz 至 � kHz 连续可调

线性度 [�] < ±�� nm 首个距离 < ±�� nm；
后续每个距离 < ±��� nm

 

温度稳定性 温度补偿，在 +��... +�� °C 范围内，稳定性 < �� ppm

多峰值测量 - 多达 �� 层

光源 NIR-SLED，约 ��� nm 的窄波带；指示激光器：激光 LED，波长 ��� nm

激光等级 � 级，符合标准 DIN EN �����-�: ����-��；指示激光器：� 级，功率 (< �.� mW)

电源电压 �� VDC ±�� %

功耗 约 �� W (�� V) 

信号输入 同步输入，触发输入，� 个编码器（A+，A-，B+，B-，零位信号）

数字接口 以太网 / EtherCAT / RS��� / PROFINET / EtherNet/IP [�]  / EtherNet/IP [�]

模拟输出 �…�� mA / �…�� V（��位 D/A 转换器）

开关量输出 错误 � 输出，错误 � 输出

数字输出 同步输出

连接

光路 通过 E���� 插座（控制器端）的可插拔光纤；电缆长度见附件；
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 

电路
� 针供电端子排；编码器连接（�� 针，HD-sub 插座，最大电缆长度 � m，外部供电编码器可达 �� m)；

RS��� 连接插座（� 针，Sub-D，最大电缆长度 �� m）；� 针输出端子排（最大电缆长度 �� m）；
�� 针 I/O 端子排（最大电缆长度 �� m）；用于以太网（输出）/ EtherCAT（输入 / 输出）的 RJ�� 插座（最大电缆长度 ��� m）

安装 传感器通过径向夹紧或安装适配器进行安装（见附件）；控制器可独立安装或安装在顶帽式导轨上

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +�� ... +��  °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 冲击 / 次

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / ��… ��� Hz 在 XY 轴, �� 循环/周期

防护等级  
(DIN EN �����) IP��

材料 铝外壳，被动冷却

控制和显示单元
多功能按键：两种可调功能，长按 �� 秒后恢复出厂设置；

用于设置的网页界面：可选预设、自由选择平均值、数据缩减、设置管理；
� 个彩色 LED 指示灯，分别用于显示强度、范围、SLED、指示激光、状态和电源；指示激光：可用于辅助传感器准直

 

[�]  所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。测量频率为 �.� kHz，采用 �� 点移动平均算法，
在测量范围中段对薄玻璃板的正反面进行差分测量（� sigma）。

 

[�] 在整个测量范围内，以 ND 滤光片的前表面为测量对象，测得与参考系统的最大偏差。
[�] 通过接口模块进行可选连接（见附件）。



DS
DS

用于 IMS���� / IMS���� 控制器的距离测量传感器

��

用于距离测量的传感器
interferoMETER ����-DS/����-DS

型号 IMP DS�/VAC IMP DS�.�/��/VAC IMP DS��/��/VAC IMP DS��

测量范围
距离 � mm �.� mm �.� mm �.� mm

厚度 [�] �.�� ... �.� mm �.�� ... �.� mm �.�� ... �.� mm �.�� ... �.� mm

量程起点 � mm �.� mm �� mm �� mm

温度稳定性 线性度：典型值 �.� nm / K（无偏移）

[�]光斑直径 �� µm

[�]测量角度 ±�°

目标材料 玻璃、镜面反射或漫反射的表面 [�]

连接 光路

集成真空光纤的传感器；
长度为 � ｍ，配备 FC/APC 连接器

通过可插拔光纤 FC 插座（真空插件）进行扩展；
电缆长度见附件；

弯曲半径：静态 �� mm, 动态 �� mm

 
 

通过 FC 插座实现可插拔光缆连接（真空插件）；
通过 FC 插座实现可插拔 UHV 光缆连接

（具备真空功能的插件和传感器）；
电缆长度见附件；弯曲半径：静态 �� mm, 动态 �� mm

 
 

 
 

安装 径向夹紧，安装适配器（见附件）

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +� ... +��  °C

尺寸
直径 Ø� Ø�� Ø�� Ø��

长度 �� mm 约 ��.� mm 约 ��.� mm �� mm

防护等级（DIN EN �����） IP�� IP�� IP�� IP��；IP�� (选项/VAC)

真空 UHV（电缆和传感器） UHV（电缆和传感器） UHV（电缆和传感器） 选配 UHV
（电缆和传感器）

 

材料 不锈钢；可选：钛合金外壳 不锈钢 不锈钢；
可选：钛合金外壳

不锈钢；
可选：钛合金外壳

[�] 用于 MP 测量的应用。
[�] 所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）及测量范围的中段采集。
[�] 在测量范围中段，针对抛光玻璃（n = �.�）表面，传感器可产生有效信号的最大倾斜角。当接近极限值时，测量精度下降。
[�] 非透明材料需在 ��� nm 波长下具备光学致密表面。



IMS����-DS / IMS����-DS 控制器

距离传感器
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光纤
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即便距离发生变化，
仍可实现纳米级精度的厚度测量

远距离稳定测量

多达 � 层的精确厚度测量  

测量频率高达 � kHz，
适用于高速测量

以太网 / EtherCAT / RS��� / 
PROFINET / EtherNet/IP

TH
TH

由于传感器体积小巧，
可集成到受限空间中。

气隙测量的测量范围（折射率 ~�）
为 �� µm 至 �.� mm，

玻璃厚度的测量范围（折射率 ~�.�）
为 �� µm 至 �.� mm。

 

 

采用多层厚度测量功能 
(IMS����.../MP 型号) ，
最多可测量 � 层厚度。 ø�

� 
m

m

TH��

��

不同测量距离下的稳定厚度测量
IMS����-TH 白光干涉仪为工业厚度测量开辟了的新前景。干涉仪可从
相对较大的工作距离实现高精度厚度测量。其较大的厚度测量范围使其
能够胜任对薄层、平板玻璃以及薄膜的测量任务。由于白光干涉仪使用
的光源 SLED 在近红外波段内，因此能够测量光学非致密物体的厚度，
例如抗反射涂层玻璃。

在材料振动的情况下依然可靠
其决定性优势在于可实现与距离无关的测量，能够获得稳定且精确到
纳米级的厚度值。因此，目标物体可以在测量范围内移动，而不会影
响测量精度。

亚微米分辨率的稳定厚度测量
interferoMETER ����-TH

灵活的工业集成



��

控制器

型号 IMS����-TH IMS����MP-TH

分辨率 [�] < � nm

测量频率 从 ��� Hz 至 � kHz 连续可调

线性度 [�] < ±��� nm [�]/ 
< ±��� nm [�]

温度稳定性 温度补偿，在 +�� ... +�� °C 的范围内，稳定性 < �� ppm

多峰值测量 � 层 多达 � 层

光源 NIR-SLED，约 ��� nm 的窄波带；指示激光器：激光 LED，波长 ��� nm

激光等级 � 级，符合标准 DIN EN �����-�: ����-��；指示激光器：� 级，功率 (< �.� mW)

电源电压 �� VDC ±�� %

功耗 约 �� W (�� V)  

信号输入 同步输入，触发输入，� 个编码器（A+，A-，B+，B-，零位信号）

数字接口 以太网 / EtherCAT / RS��� / PROFINET [�] / EtherNet/IP [�]

模拟输出 � … �� mA / � ... �� V (�� bit D/A 转换器)

开关量输出 错误 � 输出，错误 � 输出

数字输出 同步输出

连接

光路 通过 E���� 插座（控制器端）的可插拔光纤；电缆长度见附件；
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 

电路
� 针供电端子排；编码器连接（�� 针，HD-sub 插座，最大电缆长度 � m，外部供电编码器可达 �� m)；

RS��� 连接插座（� 针，Sub-D，最大电缆长度 �� m）；� 针输出端子排（最大电缆长度 �� m）；
�� 针 I/O 端子排（最大电缆长度 �� m）；用于以太网（输出）/ EtherCAT（输入 / 输出）的 RJ�� 插座（最大电缆长度 ��� m）

安装 独立式，DIN 导轨安装

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +�� ... +��  °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 冲击 / 次

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / ��… ��� Hz 在 XY 轴, �� 循环/周期

防护等级  
(DIN EN �����) IP��

材料 铝外壳，被动冷却

控制和显示单元
多功能按键：两种可调功能，长按 �� 秒后恢复出厂设置；

用于设置的网页界面：可选预设、自由选择平均值、数据缩减、设置管理；
� 个彩色 LED 指示灯，分别用于显示强度、范围、SLED、指示激光、状态和电源；指示激光：可用于辅助传感器准直

 

[�]  所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。
测量频率为 �.� kHz，采用 �� 点移动平均算法，在测量范围中段对薄玻璃板的正反面进行差分测量（� sigma）。

 

[�] 在整个测量范围内，以 ND 滤光片的前表面为测量对象，测得与参考系统的最大偏差。
[�] 适用于 IMP TH�� 和 IMP MP-TH�� 传感器型号。
[�] 适用于 IMP TH�� 和 IMP MP-TH�� 传感器型号。
[�] 通过接口模块进行可选连接（见附件）。



厚度测量传感器
interferoMETER ����-TH

TH
TH

用于 IMS���� 控制器的厚度测量传感器

��

型号 IMP TH�� IMP TH��

工作距离 �� mm ±�.� mm �� mm ±�.� mm

测量范围 厚度 [�] �.��� ... �.� mm [�]

温度稳定性 线性度在整个温度范围内均有效

光斑直径 [�] �� µm � µm

测量角度 [�] ±�° ±�°

连接 光路 通过 FC 插座（控制器端）的可插拔光纤；电缆长度见附件；
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 

安装 径向夹紧，安装适配器（见附件）

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +� ... +��  °C

尺寸
直径 Ø�� Ø��

长度 �� mm 约 �� mm

防护等级 (DIN EN �����) IP�� / IP�� (可选 / VAC) IP��

真空 UHV（电缆和传感器） -

材料 不锈钢
[�] 适用于 MP 测量的数值。
[�]  所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。n=�.� 时的测量范围；

对于两块玻璃板（n~�）之间的气隙测量，测量范围为 �.�� ... �.� mm。测量对象必须处于工作距离内。
 

[�] 工作距离为 �� mm (TH-��) 或 �� mm (TH-��) 。
[�]  在测量范围中段，针对厚度约为 �.� mm 的 BK� 光学平面，传感器可产生有效信号的最大倾斜角。

当接近极限值时，测量精度下降。
 



测厚传感器
IMP TH��

测厚传感器
IMP TH��

IMS����-TH 控制器
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光纤
传感器电缆

所有电缆: 
安装空间更小

DIN 导轨
安装面板
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高精度在线晶圆厚度测量
interferoMETER ����

纳米级精度的厚度测量，
测量范围 �.�� 至 �.�� mm (SI 晶圆)

 

未掺杂、掺杂和高掺杂晶圆 

多峰测量：单次测量最多可检测 � 层 

测量频率高达 � kHz，
适用于高速测量

以太网 / EtherCAT / RS��� / 
PROFINET / EtherNet/IP

通过网页界面轻松配置

灵活的工业集成

高分辨率 � nm<�nm

在线工艺中实现稳定的晶圆厚度测量
IMS����-TH 白光干涉仪为单晶硅片、碳化硅片以及波长范围为
 ���� nm 的透明类似材料的工业厚度测量开辟了全新视角。 由
于采用了宽带超发光二极管 (SLED)，IMS����-TH 可用于未掺杂
、掺杂和高掺杂 SI 硅片。 在晶圆厚度测量领域，IMS����-TH 
凭借其出色的性价比而备受青睐。

由于硅晶片具有光学透明性，干涉仪可以精确检测 �,��� nm 波
长范围内的厚度。这使得测量厚度达 �.�� mm 的硅片成为可能。
而气隙的可测量厚度甚至可达 � mm。

白光干涉仪的信号稳定性可达亚微米级。可在距离为 �� mm 处
进行厚度测量，这使得该测量系统成为在线测量的理想之选。

该测量系统可提供单层厚度测量系统或多峰厚度测量系统。多峰
系统最多可测量五层厚度，例如晶圆厚度、气隙、薄膜及涂层厚
度等。

配有 IP�� 防护等级外壳和不锈钢外壳的 IMS����/IP�� 控制器，
可用于在晶圆研磨等恶劣的环境条件下进行厚度测量。

由于传感器体积小巧，
可集成到受限空间中。

气隙测量（折射率 ~�）的测量范围
为 �.� 至 �.� mm，

晶片厚度测量（折射率 ~�.��）的测量范围
为 �� µm 至 �.�� mm。

 
 

通过对硅片进行多层厚度测量，
可检测出多达 � 层（�� 至 ���� µm）
的厚度。

ø�
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m
m

TH��
�� µm 

光斑

��

TH
TH



控制器

��

型号 IMS����-TH IMS����MP-TH IMS����IP��-TH IMS����IP��MP-TH

分辨率 [�] < � nm

测量频率 从 ��� Hz 至 � kHz 连续可调

线性度 [�] < ±��� nm 单层 < ±��� nm；
其他层 < ±��� nm < ±��� nm 单层 < ±��� nm；

其他层 < ±��� nm
 

温度稳定性 温度补偿，在 +�� ... +�� °C 范围内，稳定性 < ±�� ppm  

多峰值测量 � 层 多达 � 层 � 层 多达 � 层

光源 NIR-SLED，约 ���� nm 的窄波带；
指示激光器：激光 LED，波长 ��� nm

 NIR-SLED，约 ���� nm 的窄波带

激光等级 � 级，符合标准 DIN EN �����-�: ����-��；
指示激光器： � 级，功率 (<  �.� mW)

 � 级，符合标准 DIN EN �����-�: ����-��

电源电压 �� VDC ±�� %

功耗 约 �� W (�� V) 

信号输入 同步输入，触发输入，� 个编码器（A+，A-，B+，B-，零位信号） -

数字接口 以太网 / EtherCAT / RS��� / PROFINET [�] / EtherNet/IP [�] 以太网 / RS��� / PROFINET [�] / EtherNet/IP [�]

模拟输出 �…�� mA / �…�� V（�� 位 D/A 转换器） -

开关量输出 错误 � 输出，错误 � 输出 -

数字输出 同步输出 -

连接

光路
通过 E���� 插座（控制器端）的可插拔光纤；

电缆长度见附件；
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 
 

通过 IP� SC 插座的可插拔光纤，标准长度为 � m 和 � m；
其他电缆长度可根据要求提供；

弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 
 

电路

� 针供电端子排；编码器连接（�� 针，HD-sub 插座，
最大电缆长度 � m，外部供电编码器可达 �� m)；RS��� 连接
插座（� 针，Sub-D，最大电缆长度 �� m）；� 针输出端子排

（最大电缆长度 �� m）；�� 针 I/O 端子排（最大电缆长度 �� m）；
用于以太网（输出）/ EtherCAT（输入 / 输出）的 RJ�� 插座

（最大电缆长度 ��� m）
 

用于供电的 � 针 M�� 连接器；
RS��� 连接器（� 针，M��，最大电缆长度 �� m）；

用于以太网（输出）/ EtherCAT（输入/输出）的 RJ�� 插座
（最大电缆长度 ��� m）

 
 

 

安装 独立式，DIN 导轨安装 通孔安装

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +�� ... +��  °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 冲击 / 次

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / ��… ��� Hz 在 XY 轴, �� 循环/周期

防护等级
 (DIN EN �����) IP�� IP��

材料 铝外壳，被动冷却 不锈钢外壳

控制和显示单元

多功能按键：两种可调功能，长按 �� 秒后恢复出厂设置；
用于设置的网页界面：可选预设、自由选择平均值、数据缩减、

设置管理；� 个彩色 LED 指示灯，分别用于显示强度、范围、
SLED、指示激光、状态和电源；

指示激光：可用于辅助传感器准直

用于设置的网页界面：可选预设、自由选择平均值、
数据缩减、设置管理、电源 LED 指示灯

[�] 所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。测量频率为 �.� kHz，采用 �� 点移动平均算法，在厚度约为 �.� mm 的双面抛光硅片（� sigma）上进行测量。
[�] 对厚度约为 �.� mm、双面抛光的硅片（n=�.�）进行全量程测量时的最大厚度偏差。
[�] 通过接口模块进行可选连接（见附件）。



晶片厚度测量传感器
interferoMETER ����

TH
TH

用于 IMS���� 控制器的晶片厚度测量传感器

��

型号 IMP TH��

工作距离 �� mm ±�.� mm

测量范围
 (厚度)

硅 �.�� ... �.�� mm [�]

空气 �.� ... � mm [�]

温度稳定性 温度补偿，在 +��... +�� °C 范围内，稳定性 < ±�� ppm  

光斑直径 [�] �� µm

测量角度 [�] ±�.�°

连接 光路 通过 FC 插座（控制器端）的可插拔光纤；电缆长度见附件；
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

 

安装 径向夹紧，安装适配器（见附件）

温度范围
存储 -�� ... +��  °C

工作 +��...+�� °C（正面）

尺寸
直径 Ø��

长度 �� mm

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (可选 IP��) [�]

真空 UHV（电缆和传感器）

材料 不锈钢
[�] 所有数据均在恒定环境温度（�� ±� °C）下获取。测量范围对应折射率 n=�.��（硅）；实际可测厚度取决于掺杂情况（参见表格）。
[�] 对于两块玻璃板（n~�）之间的气隙测量，测量范围为 �.�... � mm。测量对象必须处于工作距离内。
[�] 工作距离为 �� mm（TH-��）或 ��.� mm（���）。
[�] 在测量范围中段，针对厚度约为 �.� mm 的硅片，传感器可产生有效信号的最大倾斜角。当接近极限值时，测量精度下降。
[�] 可根据要求提供其他防护等级。



测厚传感器
IMP TH��

IMS����/IP��-TH�� 测量系统，带不锈钢控制器外壳，防护等级 IP��

IMS���� 控制器
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光纤
传感器电缆

所有电缆: 
安装空间更小

DIN 导轨
安装面板
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连接方式
interferoMETER

IMS���� 和 IMS���� 控制器的连接选项

传感器电缆

标准 E����/APC（控制器）
和 FC/APC 连接器（传感器）

 

C����-� 光纤长度 � m
C����-� 光纤长度 � m
C����-� 光纤长度 � m
C����-�� 光纤长度 �� m

其他长度可根据要求定制，最长可达 �� m

拖链 E����/APC（控制器）
和 FC/APC 连接器（传感器）

 

C����-�(���) 光纤长度 � m
C����-�(���) 光纤长度 � m
C����-��(���) 光纤长度 �� m

其他长度可根据要求定制，最长可达 �� m

控制器

IMS����

IMS����

E����/APC 标准接头 FC/APC 标准接头

IMS���� 控制器的连接选项

连接器

传感器电缆

标准 E����/APC（控制器）
和 FC/APC 连接器（传感器）

 
 

 C����-� 光缆长度 � m
C����-� 光缆长度 � m
C����-� 光缆长度 � m
C����-� 光缆长度 � m

其他长度可根据要求定制，最长可达 �� m

防护等级 IP��、IP� SC 插座（控制器）
和 FC/APC 连接器（传感器）

 

C����/IP��-�,� 光纤长度 �.� m
C����/IP��-� 光纤长度 � m
C����/IP��-� 光纤长度 � m

控制器

IMS����

IMS����

ø�
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ø�
.�

�.��

ø� ø�
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传感器
IMP DS�.�/��/VAC 
IMP DS��/��/VAC
IMP DS�� 
IMP TH�� 
IMP TH��

可选附件
可调节安装适配器
传感器安装适配器

真空电缆 FC/APC 连接器
C����-�/VAC 光纤长度 � m
C����-�/VAC 光纤长度 � m
C����-�/VAC 光纤长度 � m

真空插件法兰

IMP DS�/VAC 传感器

DS IMS�xxx-DSxx  
距离测量系统  
(例如 IMS����MP-DS��)

IMS�xxx -DSxx
控制器型号
IMS����
IMS����MP
IMS����
IMS����MP

传感器型号
DS�/VAC
DS��
DS��/VAC
DS�.�/��/VAC
DS��/��/VAC

TH IMS�xxx-THxx  
厚度测量系统  
(例如 IMS����-TH��/VAC)

IMS�xxx -THxx
控制器型号
IMS����
IMS����MP

传感器型号
TH��
TH��/VAC
TH�� 

TH IMS����xx-THxx  
晶圆厚度测量系统
(例如 IMS����-TH��)

IMS�xxx -THxx
控制器型号
IMS����
IMS����MP
IMS����IP��
IMS����IP��MP

传感器型号
TH��
TH��(���)

传感器

IMP TH��

FC 耦合器

��

�.�
�.��

M�x�.�� - �g

产品型号  

��



真空插件法兰
C����/VAC/�/CF�� CF 法兰
C����/VAC/�/KF�� KF 法兰

安装适配器
MA����- �� 用于 IMP-DS��/ -TH�� 的安装适配器
MA����- �� 用于 IMP-TH�� 的安装适配器
MA����-�  用于 IMP-DS� 的安装适配器

其他附件
SC����-x/IF���� IMC����/���� 连接电缆 + IF����/PCIE，长度 � m / �� m
SC����-x/RS���/OE IMC����/���� 接口电缆 + IF����/USB，长度 � m / �� m
IF����/USB RS���/USB 转换器
IF����/PCIE 接口卡
IF����/PNET 用于 PROFINET 集成的接口模块
IF����-EIP  带 DIN 导轨外壳的 EtherNet/IP 接口模块
PS���� 电源 ��V / �.�A
EC����-�/OE 编码器导线, � m

C����/VAC/�/CF��
C����/VAC/�/KF��

可选附件
interferoMETER

传感器安装适配器

MA����-��
传感器安装适配器，适用于所有 interferoMETER 传感器：
(IMP-DS�, IMP-TH�� 除外)
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MA����-��
传感器安装适配器，用于 IMP-TH�� 传感器：

MA����-�
用于 IMP-DS� 传感器的安装适配器
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（尺寸单位 mm，不按比例）

供货范围
 ▪ 可调节安装适配器
 ▪ 适用于 Ø�� 和 Ø�� mm 传感器的支架
 ▪ 定位螺丝刀
 ▪ 安装说明

可调节安装适配器
可调节的 JMA 安装适配器简化了干涉仪设备的对准和微调。传感器和
适配器可集成到机器设备中，并在现场直接完成校准。从而校正因安装
导致的微小偏差并补偿倾斜测量对象带来的误差。通过双面厚度测量，
该安装适配器支持两个测量点的精确对齐。

用于调整 X、Y 轴位置的螺钉

倾斜调节螺钉

��

��

��
��

.�
��

ø��.� ±�.��

�:� �:�

� x � 螺纹孔
适用于 M� 安装螺钉

�� ��

用于 JMA-�� 的传感器支架 用于 JMA-�� 的传感器支架

传感器支架
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来自德国米铱公司的传感器和系统

用于位移、位置和尺寸测量的传感器和系统 超精密白光干涉仪  金属带材、塑料及橡胶测量和检测系统 

光幕千分尺和光纤、测量和测试放大器 颜色识别传感器， LED 颜色分析仪和
在线光谱型色度仪

 尺寸和表面检测的 �D 测量技术  
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米铱（北京）测试技术有限公司
北京市顺义区后沙峪镇联东U谷蓝贝科技园 #��-�-���
Tel. +�� (��) ����-���� · Fax. +�� (��) ����-����
info@micro-epsilon.com.cn · www.micro-epsilon.com.cn

扫描二维码添加米铱官方微信
及时获取更多传感器新闻咨询

扫描二维码添加米铱小程序
在线观看样本视频操作解说


